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■ 用途
 ▊光谱椭偏仪
具有超高性价比的光谱式膜分析装置
半导体 硅晶太阳能、薄膜太阳能 LED、OLED、AMOLED 液晶、触摸屏、溅射镀膜等
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光谱椭偏仪
上海新爱示国际贸易有限公司-流体控制计测、科学分析仪器及设备的专业供应商         
 ▌ 性能指标
指标
性能
波长范围
  350-1000nm（标配配置、最宽光谱范围可至210-1680nm）
Psi Del精度
  0.001°、0.01° （90°时50次测量标准差）
厚度范围
  1nm-3000nm
光学结构
  PSA（PSCA可选） 起偏器P、补偿器C、检测器A的最佳位置自动跟踪、自动校准功能
对焦
  含自动对焦
光斑
  <<1mm ; ≈200um（Mrico spot技术）
灯源
  75W氙灯
光强控制
  光源强度自动优化系统
光谱仪
  背照式CCD，-15°C真空制冷
驱动
  标准二轴驱动
保护
  USB KEY
分布
  2D -Map （可选）
环境
  一般实验环境、无尘室
■ 特点
全波段(数百组)原始椭偏参数(Psi,Del)
基于模型进行分析（唯一解、全部解）
通过残差了解结果的准确性
自动可变入射角，精度0.072°
微细光斑
相位补偿系统、提高测量精度
超高灵敏的背照式CCD光谱仪、高信噪比
含Mapping功能，可自动对焦
卓越的整体系统设计、可在可见光及近红外波段采用快速采集数据、进行膜厚、折射率、消光系数等光学参量的分析。无论是吸收还是透明衬底、双层膜或多
层膜。都可一键完成测量
 ▌ RISE软件系统：ELLiSpec
指标
性能
界面
  Operator Model.Interactive Mode
报告
  自动生产Excel（或PDF）报表
显示
  含三维模型显示
环境
  WINDOWS
分析
  单层或多层膜同时分析
模型
  Cauchy，Sellmeier、Drude、Lorentz、EMA等
  用户自定义波长范围及波长数目
光谱测量
  含退偏纠正
  回归分析计算
入射角度
  自动控制入射角度至最佳布鲁斯特角 （7-90°、精度0.072°）
数据库
  各种电解质、薄膜、晶体及非晶体、半导体、金属等NK文件
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